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１．概要（Summary） 

固液界面が複雑流体に及ぼす効果を調査するために

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点の装置を利

用し，マイクロ流路の作成を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 多元DC/RFスパッタ装置，LED描画システム，マスクア

ライナー 

【実験方法】 

 多元 DC/RF スパッタ装置，LED 描画システムを用いて

マイクロ流路用のマスクを作製した．このマスクはマスクア

ライナーによって SU8 の鋳型を作製し，その鋳型を用い

て PDMS の流路を作製した．プラズマクリーナーによって

PDMS の流路とガラス板表面を洗浄し，接着した．自研究

室で，この流路にひも状ミセル水溶液を流動させ，その流

動の様子を偏光イメージングカメラによって観察した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 多元 DC/RF スパッタ装置，LED 描画システムを用いて

長さ 30 mm，幅 0.5，1.0，1.5，2.0 mmのマイクロ流路用マ

スクを作製した．厚さが 0.5~2.0 mm程度となるように SU8

を Si 基板上に広げ，95 °C のオーブンで 8 時間，または

17 時間加熱した．作成したマスクを用い，マスクアライナ

ーで SU8 に UV を 1800 s，または 999 s 露光した．SU8

ディベロッパーを用い，露光されなかった部分のSU8を除

去し，鋳型を作製した． 鋳型に PDMS を流し，オーブン

で 2時間加熱し，PDMSの流路を作製した．この流路とガ

ラス板を O2，0.5 Pa，100 Wで 3分洗浄したのち，接着し

た． 

 作成した流路にひも状ミセル水溶液を流し，流動の

様子を偏光イメージングカメラによって撮影し，解析

した結果得た複屈折分布を Fig. 1に示す．壁面付近に

非常に強い複屈折が観測されており，壁面における摩

擦の効果が観察できたと考えられる． 

 本研究では流路形状を制御することが重要だが，流

路の高さが正確にコントロールできていないため，今

後，作成方法を含めてより詳細な検討が必要と考えら

れる． 

 

Flow Direction  

Fig. 1 Birefringence distribution in flow of wormlike 

micelle solution. White parts show high birefringent 

flow. Completely black parts are surfaces of the 

wall. 
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